Detektion latenter Marker fur die
Prazisions-Laserdirektbelichtung
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Laserdirektbelichtung erfordert Nanopositionierung
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 Schreibprozess Uber langeren Zeitraum:
u.a. thermische Drifts, Umwelteinfllisse

—>Nulllageerfassung: Definition des Koordinatenursprungs

—>Eignung fur Photolackprozesse

Latente Photolackbilder zur Positionskontrolle

Prinzip Nulllageerfassung Signalentstehung: Mehrstrahlinterferenz
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Experimentelle Umsetzung

Reproduzierbarkeit im Labor Implementierung im Schreibsystem
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Signalauswertung

Reproduzierbarkeit

Markerlokalisation: e
Verhaltnisses

Schema Laboraufbau <1nm

Reproduzierbarkeit im System: ca. 7 nm rms
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Tragerfrequenzverfahren zur Verbesserung des Signal-Rausch-

DGaO-Proceedings 2013 - hitp://www.dgao-proceedings.de - ISSN: 1614-8436 - urn:nbn:de:0287-2013-P044-8




